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(57)【要約】
【課題】　簡易な構成を備え、かつドレン等の流体の漏
れを生じさせることなく弁口（弁孔）の下流側の異物を
確実に除去することができるクリーニング手段を有する
温度応動弁の提供。
【解決手段】　弁口62の下流に位置する弁座下流室63内
に付着した異物を、調整棒35の螺入操作によって下流刃
8で除去してクリーニングを行う。すなわち、調整棒35
の操作用溝35cにドライバー等の工具を嵌め入れ、調整
棒35を緩めれば、連結棒10aを介して弁軸10自体が回転
しながら矢印105方向に上昇し、弁体2及び中心棒4を介
して、下流刃8が弁座下流室63の内面に近接して回転す
る。これによって、下流刃8で弁座下流室63の内面に付
着した異物をそぎ落とす。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　流体を移送する配管系統に接続される本体であって、弁空間及び排出空間を有する本体
、
　本体内に形成され、弁空間と排出空間とを連通させる開口としての弁孔、
　弁空間内に位置し、調整弁を有する調整手段であって、回転操作又は流体の温度に応動
して、調整弁が当該回転軸方向に沿って弁孔に対し進出又は退去し、弁孔の開口の程度を
変化させる調整手段、
　を備えたクリーニング手段を有する温度応動弁において、
　排出空間に位置する削剥部、及び調整手段の回転操作に連動させて削剥部を排出空間の
内面に近接して回転させる連動部、を有するクリーニング手段、
　を備えたことを特徴とするクリーニング手段を有する温度応動弁。
【請求項２】
　請求項１に係るクリーニング手段を有する温度応動弁において、
　排出空間に形成された排出室であって、弁孔に連続して形成される上面、及び上面に連
続して形成される側面を有する排出室、
　を備えており、
　前記連動部は弁孔を貫通して位置し、調整手段と削剥部とを接続し、
　前記削剥部は、排出室に対応する形状を有しており、前記回転操作に従って排出室の上
面及び側面に近接して回転する、
　ことを特徴とするクリーニング手段を有する温度応動弁。
 

 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本願に係るクリーニング手段を有する温度応動弁は、温調トラップ等の温度応動弁の内
部に付着した異物のクリーニング技術に関する。
【背景技術】
【０００２】
　産業プラントには、ボイラーで生成された高温の蒸気を供給先に向けて移送する配管系
統が設置されており、この配管内には蒸気からドレン（凝縮水）が発生する。蒸気を移送
する主管にはドレン回収用の支管が接続されており、この支管の末端に設置されたスチー
ムトラップによって、ドレンは不要物として排出されることが多い。
【０００３】
　しかし、支管内でこのドレンをあえて滞留させ、支管の温度を所定の設定温度に調整し
て利用するために、温度応動弁としての温調トラップが用いられることがある。たとえば
、輸送管を通じ、重油等の高粘性流体を輸送する際、温度が低下すれば重油等が凝固して
しまう不都合が生じる。このため、高温の蒸気やドレンが流れる支管を輸送管に沿わせて
トレース伝熱管として機能させ、重油等の輸送管と熱交換させることで重油等の温度を高
め凝固を防止する。
【０００４】
　ここで、たとえば重油の場合、輸送のためには40度程度の温度で十分であるが、蒸気の
温度は100度以上あるため、蒸気をそのままトレース伝熱管の熱源として用いると重油の
温度が上がりすぎる危険がある。このため、トレース伝熱管の末端に温調トラップを設け
、トレース伝熱管の温度を適正な設定温度に調整する。
【０００５】
　トレース伝熱管の末端に設けられた温調トラップには、その内部にトレース伝熱管から
蒸気やドレンが流入する弁室が形成されており、弁室の下方にはさらに排出室が形成され
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ている。そして、弁室と排出室とは小径の弁口によって接続されており、弁室側を上流、
排出室側を下流として、弁口を通じて蒸気やドレンが流れる。
【０００６】
　弁室内には、先端に弁体が設けられている弁軸が配置されている。そして、この先端の
弁体は弁口に向けて位置しており、弁軸には感温部材であるバイメタル積層体が取り付け
られている。
【０００７】
　弁室内に高温のドレンが流入した場合、この高温に反応してバイメタル積層体が膨張し
て弁軸を軸方向に移動させ、先端の弁体が弁口を閉じる。この後、加熱対象との熱交換に
よってドレンの温度が低下すると、この温度低下に反応してバイメタル積層体が収縮し、
復帰用バネの伸張に従って弁軸が移動し弁体が弁口を開いて低温のドレンを排出室側に排
出する。こうして、弁軸の変位に基づいて弁口の開閉が繰り返され、トレース伝熱管の温
度が一定の基準温度に保たれる。
【０００８】
　なお、弁軸の後端は、温調トラップの上方から外側に突出しており、外部から操作者が
操作することによって弁軸は軸方向に移動し、弁室内における弁軸の位置が調整される。
これによって、トレース伝熱管内の基準温度を自在に設定することができる。
【０００９】
　ところで、温調トラップの弁室内には、蒸気やドレンとともに錆やスケール（水垢）等
の異物が流入することがある。そして、このような異物が弁口やその近傍に付着して堆積
した場合、この異物によってドレンの流量が阻害され、トレース伝熱管の温度を適正に調
整することができなくなる。特に温調トラップの弁口は、ドレンの流量を微調整するため
に、口径を小さく絞った形に形成されていることから、異物の付着による影響は大きい。
【００１０】
　異物は弁口の上流側に付着することもあるが、下流側に付着することも多い。このよう
な、弁口の下流側に付着した異物を除去するためのクリーニング技術として、後記特許文
献１に開示されている技術がある。この技術においては、温調トラップのボディの下部に
貫通穴を形成し、ここからバー形状の清掃具を貫通させて弁口の下流側に配置する。そし
て、清掃具の先端はシェイパー部として構成されており、このシェイパー部は弁口に向か
って位置している。
【００１１】
　弁口の下流側をクリーニングする際、この清掃具を軸方向に移動させ、先端のシェイパ
ー部を弁口近傍に進入させた上、回転操作して弁口の下流側に付着した異物をそぎ落とし
て除去する。
【先行技術文献】
【特許文献】
【００１２】
【特許文献１】特許第４３８８３４７号
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１３】
　前述の特許文献１に開示された技術においては、弁調整用として上部に設けられた貫通
穴に加え、ボディの下部にも貫通穴を形成するため、弁室の密閉性が低下してしまうとい
う問題がある。
【００１４】
　特に、ボディの下部に貫通穴を設けた場合、ここからドレンが外部に漏れることがある
。このような漏れを防ぐために、パッキンやOリング等のシール部材を設けることがある
が、シール部材の劣化や清掃具の移動操作時の動きによって、ドレンの漏れが生じること
があり得る。
【００１５】
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　また、上部の弁軸に加え、外部から操作する清掃具を別途、下部に設けることによって
、温調トラップの外形が大きくなり、また複雑に配置された配管系統に設置する場合、上
部と下部の双方に操作用のスペースを確保しなければならないという問題も生じる。
【００１６】
　そこで、本願に係るクリーニング手段を有する温度応動弁は、これらの問題を解決する
ことを課題とし、簡易な構成を備え、かつドレン等の流体の漏れを生じさせることなく弁
口（弁孔）の下流側の異物を確実に除去することができるクリーニング手段を有する温度
応動弁の提供を目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１７】
　本願に係るクリーニング手段を有する温度応動弁は、
　流体を移送する配管系統に接続される本体であって、弁空間及び排出空間を有する本体
、
　本体内に形成され、弁空間と排出空間とを連通させる開口としての弁孔、
　弁空間内に位置し、調整弁を有する調整手段であって、回転操作又は流体の温度に応動
して、調整弁が当該回転軸方向に沿って弁孔に対し進出又は退去し、弁孔の開口の程度を
変化させる調整手段、
　を備えたクリーニング手段を有する温度応動弁において、
　排出空間に位置する削剥部、及び調整手段の回転操作に連動させて削剥部を排出空間の
内面に近接して回転させる連動部、を有するクリーニング手段、
　を備えたことを特徴としている。
【発明の効果】
【００１８】
　本願に係るクリーニング手段を有する温度応動弁においては、弁空間内に位置する調整
手段の回転操作に連動して、クリーニング手段の削剥部が排出空間の内面に近接して回転
する。
【００１９】
　したがって、流体の流れの下流側となる排出空間に外部から操作するための操作部を設
ける必要がない。このため、簡易な構成でありながら、ドレン等の流体の漏れを生じさせ
ることなく弁孔の下流側の異物を確実に除去することができる。
【図面の簡単な説明】
【００２０】
【図１】本願に係るクリーニング手段を有する温度応動弁の第１の実施形態を示す温調ト
ラップの断面図である。
【図２】図１に示す弁軸10を先端側（下流側）から見た図である。
【図３】図1に示す弁座60近傍の拡大断面図であり、弁座上流室61のクリーニング時の状
態を示す断面図である。
【図４】図1に示す弁座60近傍の拡大断面図であり、弁座下流室63のクリーニング時の状
態を示す断面図である。
【発明を実施するための形態】
【００２１】
　実施形態において示す主な用語は、それぞれ本願に係るクリーニング手段を有する温度
応動弁の下記の要素に対応している。
　弁体2・・・調整弁
　中心棒4・・・連動部
　中心棒4、下流刃8・・・クリーニング手段
　下流刃8・・・削剥部
　弁軸10・・・調整手段
　弁ケーシング21・・・本体
　弁室53、弁座上流室61・・・弁空間
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　底室54、弁座下流室63・・・排出空間
　弁口62・・・弁孔
　弁座下流室63・・・排出室
　天井面63a・・・上面
　側壁63b・・・側面
　ドレン・・・流体
　温調トラップ・・・温度応動弁
【００２２】
［第１の実施形態］
　本願に係るクリーニング手段を有する温度応動弁の第１の実施形態を、温調トラップを
例に説明する。温調トラップはトレース伝熱管の末端に設けられ、トレース伝熱管を設定
温度に保つ機能を備えている。一定の設定温度に保たれたトレース伝熱管は、重油など高
粘性流体の凝固防止用トレースや、計装機器の凍結防止用トレースとして用いられる。
【００２３】
　（温調トラップの構成の説明）
　図１は本実施形態における温調トラップの断面図である。弁ケーシング21には流入口26
及び流出口29が設けられており、上部にはケーシング蓋22がネジ結合によって取り付けら
れている。流入口26はトレース伝熱管（図示せず）の末端に接続され、流出口29は排出管
（図示せず）に接続される。弁ケーシング21内には弁室53が形成され、この弁室53は流入
路27を介して流入口26と連通する。
【００２４】
　弁ケーシング21内の下方に位置する底室54には、弁座60がネジ結合によって取り付けら
れ固定されている。弁座60近傍の拡大図が図３及び図４である。弁座60には、弁口62を境
に、上流側に弁座上流室61が形成されており、下流側に弁座下流室63が形成されている。
開口として形成される弁口62の口径は、弁座上流室61及び弁座下流室63の径よりも小さく
構成される。そして、弁室53は、弁室上流室61、弁口62、弁座下流室63、底室54及び流出
路28を介して流出口29と連通する。
【００２５】
　図３及び図４に示すように、弁座下流室63には弁口62に連続する天井面63a、及びこの
天井面63aに連続する側壁63bが形成されている。天井面63aは弁口62から側壁63bに向かっ
て傾斜する略円錐形を有しており、側壁63bは円筒形を有している。
【００２６】
　弁室53内には異物を捕捉するための筒状のスクリーン70（図１）が設けられている。流
入口26から流入した蒸気やドレンは流入路27を通じ、このスクリーン70を透過して矢印10
1方向に向けて弁室53内に流入する。
【００２７】
　弁室53内には弁軸10が配置されている。この弁軸10を先端側（下流側）から見た図が図
２である。弁軸10の先端側には、厚みの薄い直方体形状を有し角部が刃物として構成され
ている上流刃10bが一体的に形成され、さらにこの上流刃10bの先端には円錐形状を有する
弁体2が一体的に形成されている。上流刃10b及び弁体2は弁座上流室61内に位置している
。
【００２８】
　本実施形態においては、弁体2の頂点部には中心棒4が固定されており、この中心棒4は
弁口62を貫通して配置されている。なお、中心棒4は弁口62よりも細く形成されているた
め、弁口62におけるドレンの流れを妨げることはない。そして、中心棒4先端にはさらに
下流刃8が一体的に固定されており、この下流刃8は弁座下流室63に位置している。下流刃
8は厚みの薄い平面形状を有し、上流刃10bと同様、角部が刃物として構成されている。
【００２９】
　下流刃8は、弁座下流室63の円筒軸方向に沿った断面形状に対応する形状を有している
。すなわち、下流刃8は天刃8a及び側刃8bを有しており、下流刃8の天刃8aは傾斜し、この
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傾斜角度は弁座下流室63の天井面63aの傾斜角度と同様である。また、下流刃8の横幅は弁
座下流室63の円筒形の直径に対応している。
【００３０】
　弁軸10の後端には、調整棒35が配置されている。この調整棒35は、Oリング36を介しケ
ーシング蓋22に対してネジ結合されており、上部に形成された操作用溝35cにドライバー
等の工具を嵌め入れて螺入操作が可能になっている。ケーシング蓋22に対する調整棒35の
調整位置は、ロックナット89によって固定される。また、調整棒35内には軸方向に沿って
調整空間35bが形成されており、この調整空間35b内に弁軸10の後端が挿入されて位置して
いる。なお、ケーシング蓋22から突出した調整棒35の上部は、保護キャップ37によって覆
われている。
【００３１】
　弁軸10の後端近傍には連結棒10aが固定されている。他方、調整棒35の下部には切割状
に形成されたスライド溝35aが設けられており、このスライド溝35aに弁軸10の連結棒10a
が挿入されている。すなわち弁軸10は、調整棒35の螺入操作に従って一体的に回転するが
、弁軸10はスライド溝35aに沿って矢印105及び矢印106方向に独自に進退することも可能
である。
【００３２】
　調整棒35、弁軸10及び弁座60は同一軸上に配置され、弁軸10の弁体2は弁口62に向けて
位置する。弁軸10の中央近傍にはバネ受け10cが固定されている。そして、弁軸10は容器
形状の中間部材75の中心穴を貫通しており、この中間部材75はバネ受け10cの下側に当接
している。中間部材75は外側が湾曲しており、この湾曲の内側には、弁室53底部との間に
復帰用バネ71が取り付けられている。すなわち、弁軸10は、中間部材75及びバネ受け10c
を介して常時、復帰用バネ71によって矢印105方向に付勢されている。
【００３３】
　弁軸10には、バイメタル積層体40が取り付けられている。バイメタル積層体40の上面は
調整棒35の下端面35dに当接し、バイメタル積層体40の下面は平座金73を挟んで中間部材7
5に当接している。このバイメタル積層体40は、周辺温度に反応して変形する感温部材で
あるバイメタルを複数、積層して構成されており、周辺温度が高くなった場合に、弁軸10
の軸方向に沿って膨張し、周辺温度が低くなった場合に軸方向に沿って収縮する。図１は
、バイメタル積層体40が膨張した状態を示している。
【００３４】
　中間部材75の内側には、弁軸10に取り付けられた弁体付勢バネ72が配置されている。こ
の弁体付勢バネ72の上部は平座金73に当接し、下部はワッシャー85を介してバネ受け10c
の上側に当接している。
【００３５】
　（温調トラップの動作の説明）
　次に、この温調トラップの動作を説明する。初期段階においては、弁室53内はエアーが
充満しており、バイメタル積層体40は収縮している。そして、弁軸10は、バネ受け10cが
復帰バネ71の付勢を受け、矢印105方向に移動した状態にある（図示せず）。このとき、
弁体2も弁口62から矢印105方向に退去して、弁口62は開弁されている。
【００３６】
　配管系統が蒸気移送を開始すると、トレース伝熱管を通して流入口26からドレンが流入
する。初期段階のドレンは低温であり、このドレンがエアーを弁口62から押し出し、矢印
102方向に向けて流出口29に排気する。続いて、低温のドレンも同様の経路をたどって流
出口29から排水される。
【００３７】
　この後、弁室53には、高温の蒸気によって熱せられた高温のドレンが流入する。弁室53
内のドレンの温度が上昇したことによって、バイメタル積層体40は徐々に膨張する。膨張
するバイメタル積層体40は、平座金73、弁体付勢バネ72及びワッシャー85を介して弁棒10
のバネ受け10cを矢印106方向に押圧する。このとき、比較的、強力な弁体付勢バネ72は収
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縮しないため、バイメタル積層体40の膨張はそのまま弁軸10に伝わり、弁体2は弁口62に
進入し、弁口62を閉弁する。なお、このとき復帰バネ71は、バイメタル積層体40の膨張に
押圧されて圧縮する。
【００３８】
　弁口62の閉弁によって、ドレンの排水は停止され、弁室53及びトレース伝熱管には設定
された基準温度のドレンが滞留することになる。これによって、トレース伝熱管は重油の
輸送管等の加熱対象を加熱する。その後、加熱対象との熱交換によって、トレース伝熱管
内のドレンの温度は徐々に低下し、弁室53内のドレンの温度も基準温度を下回ることにな
る。
【００３９】
　バイメタル積層体40は、このドレンの温度低下に反応し収縮を開始する。バイメタル積
層体40の収縮によって、復帰バネ71は伸張して復帰し、中間部材75を介して弁軸10のバネ
受け10cを押し上げ、弁軸10は矢印105方向に移動して、弁体2は弁口62を開弁する。これ
によって、基準温度を下回ったドレンは弁口62を通じて流出口29に排水される。この後、
高温のドレンが弁室53に流入し、バイメタル積層体40の膨張によって再び弁口62は閉弁さ
れ、基準温度のドレンが滞留する。
【００４０】
　以上のように、バイメタル積層体40が弁室53内のドレンの温度に反応して、膨張、収縮
することによって、弁軸10の弁体2が昇降し、弁口62は開弁と閉弁を繰り返して、弁室53
及びトレース伝熱管内のドレンは設定された基準温度に保たれる。
【００４１】
　なお、バイメタル積層体40が膨張し、弁体2が弁口６2を完全に閉弁した後もドレンの温
度が引き続き上昇し、これに反応してバイメタル積層体40がさらに膨張することがある。
この場合、バイメタル積層体40への過度の負担を避けるために、弁体付勢バネ72が復帰バ
ネ71とともに収縮してバイメタル積層体40の膨張を吸収する。
【００４２】
　弁室53及びトレース伝熱管内のドレンの基準温度は、自在に調整して設定することがで
きる。基準温度を調整する場合は、温調トラップの上部の保護キャップ37を取り外し、ロ
ックナット89を緩めた上で操作用溝35cにドライバー等の工具を嵌め入れて螺入操作し、
調整棒35を軸方向に移動させる。
【００４３】
　調整棒35を弁室53内に向けて締め込めば、調整棒35の端面35dがバイメタル積層体40を
押圧して、弁軸10自体の位置が矢印106方向に下降移動するため、基準温度を低く設定す
ることができる。逆に、調整棒35を緩めれば、復帰バネ71の付勢によって、弁軸10自体の
位置が矢印105方向に上昇移動するため、基準温度を高く設定することができる。
【００４４】
　（クリーニング動作の説明）
　弁室53内の弁口62やその近傍には、温調トラップの作動にともなって錆やスケール等の
異物が付着して堆積する。本実施形態では、基準温度を設定するために調整棒35及び弁軸
10が移動自在であることを利用し、調整棒35を螺入操作することによって異物を除去して
クリーニングを行う。
【００４５】
　弁座上流室61のクリーニングを行う場合、温調トラップの上部の保護キャップ37を取り
外し、ロックナット89を緩めた上で操作用溝35cにドライバー等の工具を嵌め入れる。そ
して、調整棒35を締め込めば、連結棒10aを介して弁軸10が回転しながら矢印106方向に下
降し、上流刃10bが回転して弁座上流室61の内面に付着した異物をそぎ落として除去する
。
【００４６】
　図３は、調整棒35を限界まで締め込んだ状態を示している。弁軸10の上流刃10bが弁座
上流室61の側壁の異物そぎ落すとともに、弁座上流室61の先端部分の刃が弁座上流室61の
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底面に当接することによって底面の異物もそぎ落とす。
【００４７】
　この状態から調整棒35を逆に緩めれば、上流刃10bは逆回転しながら矢印105方向に上昇
し、残存した異物がそぎ落とされる。そぎ落とされた異物は、弁口62を通じてドレン等と
共に流出路28から排出される。
【００４８】
　ところで、異物は弁座上流室61に付着することもあるが、弁口62の下流側に位置する弁
座下流室63内に付着することも多い。本実施形態では、弁座下流室63内に付着した異物を
、調整棒35の螺入操作によって下流刃8で除去してクリーニングを行う。
【００４９】
　弁座下流室63内のクリーニングを行う場合、図１に示す温調トラップの上部の保護キャ
ップ37を取り外し、ロックナット89を緩めた上で操作用溝35cにドライバー等の工具を嵌
め入れる。そして、調整棒35を緩めれば、連結棒10aを介して弁軸10が回転しながら矢印1
05方向に上昇し、弁座下流室63の内面に近接して下流刃8が回転する。
【００５０】
　図４は、調整棒35を限界まで緩めた状態を示している。下流刃8の天刃8aが弁座下流室6
3の天井面63aに当接している。この状態に至る過程で、下流刃8の側刃8bが弁座下流室63
の側壁63bに付着した異物をそぎ落とし、下流刃8の天刃8aが弁座下流室63の天井面63aに
付着した異物をそぎ落とす。
【００５１】
　そして、この状態から調整棒35を逆に締め込めば、下流刃8は逆回転しながら矢印106方
向に下降し、残存した異物がそぎ落とされる。そぎ落とされた異物は、ドレン等と共に流
出路28から排出される。
【００５２】
　異物を除去した後は、図１に示す調整棒35を所定の基準温度に応じた高さに調整して位
置決めする。その後、ロックナット89で位置を固定し、保護キャップ37を取り付け、クリ
ーニング処理を終了する。
【００５３】
［その他の実施形態］
　前記実施形態においては、下流刃8が弁座下流室63のみをクリーニングする構成を示し
たが、下流刃8に中心棒4に沿った上方向に延びる突出刃を一体的に形成し、この突出刃が
弁座下流室63のクリーニング動作の際、弁口62内に進入して同時に弁口62の内周に付着し
た異物をそぎ落とすようにしてもよい。
【００５４】
　また、前記実施形態においては、本願に係るクリーニング手段を有する温度応動弁を温
調トラップに適用した例を掲げたが、温度に反応して開弁、閉弁を行うものであれば他の
種類の弁に適用してもよい。
【００５５】
　さらに、前記実施形態においては、排出室として弁座下流室63を例示したが、弁孔（弁
口62等）に連続して形成される内側面を有している限り、他の形状・構造の排出室を採用
することもできる。また、削剥部として、弁座下流室63の形状に対応した形状を有する下
流刃8を例示したが、排出室の内面に近接して回転するものであれば、他の形状・構造の
ものを用いることができる。
【００５６】
　また、連動部として、弁口62を貫通して配置された中心棒4を例示したが、これに限定
されるものではなく、調整手段（弁軸10等）の回転操作に直接又は間接に連動して削剥部
（下流刃8等）を回転させるものであれば、他の構成を採用することもできる。
【符号の説明】
【００５７】
　2：弁体　　4：中心棒　　8：下流刃　　10：弁軸　　21：弁ケーシング
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　53：弁室　　54：底室　　61：弁座上流室　　62：弁口　　63：弁座下流室
　63a：天井面　　63b：側壁
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